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연구목적 
및 목표

 현재 개발 중에 있는 선형타입의 Plasma-Wet방식의 스크러버 보다 한 

단계 더 발전한 형태의 V타입의 scrubber 개발하고자 함.

 연구 내용 및 결과

[연구내용]

 반도체공정가스 처리용 소형(10kw) 토치 설계 및 제작 

 반도체공정가스 처리용 소형 플라즈마 토치용 Power Supply 설계 및 제작

 반응기 및 부대설비 설계/제작  

 운전 판넬 설계/제작

  플라즈마 시스템 시운전 및 보완 

[연구결과]

 10Kw V Type Steam Plasma System 개발

Plasma Torch 설계/제작 Reactor 설계/제작

System P&ID V Type Steam Plasma System 



 연구 성과

 PFCs 처리효율 평가 : CF4

 

 연구과제 활용 실적

  특허 등록 등

   - 특허등록 예정, “V타입 스팀 플라즈마 스크러버” 

   - 환경부, Non-CO2 사업에 참여 예정

 사회적 효과

   - PFC 배출량에 대한 자발적인 감축규제에 대한 목표를 달성하고, 반도체산업의 PFC로 

인한 지구온난화 기여에 대한 사회의 부정적 시각 불식

 환경개선 효과

   - 고온 질소 Plasma-Wet방식 스크러버는 질소를 플라즈마 가스로 사용하여 고압의 직

류전원을 이용해 연속적인 방전을 일으키고, 그 사이로 처리대상 가스를 흘림으로서 

이를 분해 처리하는 방식으로 이러한 고온 플라즈마식은 기존 방법으로 처리가 불가

능했던 PFC가스도 90% 이상 처리할 수 있음

   - 플라즈마로 처리할 수 있는 온도는 2000 이상이기 때문에 난분해성 가스인 PFC를 

효과적으로 처리할 수 있으며, 기존의 저온 플라즈마 또는 고온 열분해방식(1000

부근)보다 처리효율이 훨씬 뛰어남

 연구성과 활용사례 및 활용계획

 반도체공정용 소형(10kw) V타입 플라즈마 토치 및 Power Supply의 핵심 반응장치 기

계류를 반도체 공정가스처리용 Gas Scrubber를 제작/판매하는 회사에 핵심부품으로 

납품할 수 있는 기회 확보 및 이를 통한 경제적 기반 확충 기회로 활용

 장래 V타입 플라즈마 시스템을 장착한 Plasma Multi Gas Scrubber 장치의 상용화 추구 


